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１．概要（Summary） 

スピン三重項カイラル p 波超伝導体の有力候補の一つ

である Sr2RuO4(SRO)では、エッヂ電流、半整数量子渦

や Ru との共晶における量子渦の自発生成等、特徴的な

磁気特性が期待されており[1]、SRO 表面の磁化の空間

分布を読み取れるデバイスが必要である。これらの観測を

目指し、二次元に配列させた超伝導量子干渉計

(SQUID-array)上に SRO を直接積載し、SQUID-

arrayを用いて SRO表面の磁化の空間分布を読み取れ

るか検証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 100kV電子ビーム描画装置 

 レーザー露光装置 

 12連電子銃型蒸着装置 

 化合物ドライエッチング装置 

【実験方法】 

NIMS 微細加工プラットフォーム(以下、PF)において、

金電極の作製と、電子ビーム描画装置(以下、EB 描画装

置)による SQUID を構成するサブマイクロメートルスケー

ルのパターンの描画を行った。SQUID を構成する超伝

導トンネル接合の形成は、東京理科大学(以下、理科大)

でアルミの斜め蒸着と真空チャンバーにおける自然酸化

で行った。最終的な SQUID-array の形成には、微細加

工 PFの EB描画装置によるパターンの描画と、化合物ド

ライエッチング装置によるアルミのエッチングで行った。理

科大の集束イオンビーム加工装置を用いて SRO を切り

出し、SQUID-array の上に直接積載した。低温計測は

理科大の希釈冷凍機で行った。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Figure1 が SQUID-array で、この上に Fig.2 の様に

SROを積載し、その表面の磁化空間分布の計測を行った。

それぞれの SQUIDの Josephson臨界電流は磁場に依

存して振動する。マグネットにより印加した外部磁場に対

する周期は Fig. 1に示した SQUID-a、-b、そして-cでそ

れぞれ 0.35、 0.50、そして 0.51mTであった。 

それぞれの SQUID のループサイズは同一で、一様な

磁場が印加されていれば周期は同一のはずである。それ

ぞれの周期に上記の様な差異が生じたのは SRO の

Meissner効果によってその表面の磁場が歪められたから

だと考えられ、SQUID-arrayがこの時の磁束の空間分布

を読み取っているということを示している。 
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